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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成30年4月12日(2018.4.12)

【公開番号】特開2017-156453(P2017-156453A)
【公開日】平成29年9月7日(2017.9.7)
【年通号数】公開・登録公報2017-034
【出願番号】特願2016-37902(P2016-37902)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  26/08     (2006.01)
   Ｂ８１Ｂ   3/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   26/08     　　　Ｅ
   Ｇ０２Ｂ   26/08     　　　Ｊ
   Ｂ８１Ｂ    3/00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年2月28日(2018.2.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可変焦点ミラーであって、
　裏面に開口する凹部（１４）が形成され、前記凹部が形成された部分の厚みが前記凹部
の外側の厚みよりも小さくされた板状の基部（１）と、
　前記基部のうち前記凹部が形成された部分の表面側に形成された第１圧電素子（２）と
、
　前記第１圧電素子に対して前記基部とは反対側に形成された反射面（４１）と、
　前記基部のうち前記凹部が形成された部分の表面側から前記凹部の外側の部分の表面側
に至るように、前記第１圧電素子と離された状態で形成された第２圧電素子（３）と、を
備え、
　前記第１圧電素子の膜応力および前記第２圧電素子の膜応力は、共に引張方向の膜応力
とされているか、または、共に圧縮方向の膜応力とされており、
　前記第２圧電素子には、前記基部の表面を露出させて、前記基部の表面のうち前記凹部
の内側に対応する部分と前記凹部の外側に対応する部分とを連結する切欠部（３５）が形
成されており、
　前記切欠部に、前記第１圧電素子と外部の回路とを接続する配線（６）が置かれている
可変焦点ミラー。
【請求項２】
　可変焦点ミラーであって、
　裏面に開口する凹部（１４）が形成され、前記凹部が形成された部分の厚みが前記凹部
の外側の厚みよりも小さくされた板状の基部（１）と、
　前記基部のうち前記凹部が形成された部分の表面側に形成された第１圧電素子（２）と
、
　前記第１圧電素子に対して前記基部とは反対側に形成された反射面（４１）と、
　前記基部のうち前記凹部が形成された部分の表面側から前記凹部の外側の部分の表面側
に至るように、前記第１圧電素子と離された状態で形成された第２圧電素子（３）と、を
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備え、
　前記第１圧電素子の膜応力および前記第２圧電素子の膜応力は、共に引張方向の膜応力
とされているか、または、共に圧縮方向の膜応力とされており、
　前記第２圧電素子には、前記基部の表面を露出させて、前記基部の表面のうち前記凹部
の内側に対応する部分と前記凹部の外側に対応する部分とを連結する切欠部（３５）が形
成されており、
　前記第１圧電素子は、前記切欠部を通って前記凹部の外側に延設されている可変焦点ミ
ラー。
【請求項３】
　前記反射面は、円形状とされており、
　前記第１圧電素子および前記凹部は、上面形状が円形状とされており、
　前記反射面の面内方向において、前記第１圧電素子の上面、および、前記凹部の上面の
中心は、前記反射面の中心と同じ位置にある請求項１または２に記載の可変焦点ミラー。
【請求項４】
　前記第２圧電素子は、上面形状が前記反射面の中心に対して点対称となるように形成さ
れている請求項３に記載の可変焦点ミラー。
【請求項５】
　前記第２圧電素子は、上面形状が円周状とされており、
　前記反射面の面内方向において、前記第２圧電素子の上面の中心は、前記反射面の中心
と同じ位置にあり、
　前記第２圧電素子のうち前記凹部に対応する部分の半径方向の幅は、前記凹部の半径の
１５％以上である請求項３または４に記載の可変焦点ミラー。
【請求項６】
　前記基部の表面に形成され、前記反射面の曲率を検出する歪みゲージ（７）を備え、
　前記切欠部に、前記歪みゲージと外部の回路とを接続する配線（８）が置かれている請
求項１ないし５のいずれか１つに記載の可変焦点ミラー。
【請求項７】
　前記第２圧電素子と外部の回路とを接続する配線（９）を備える請求項１ないし６のい
ずれか１つに記載の可変焦点ミラー。
【請求項８】
　前記第１圧電素子および前記第２圧電素子の表面に形成された絶縁膜（５）を備え、
　前記絶縁膜には、前記基部のうち前記第１圧電素子と前記第２圧電素子との間に位置す
る部分を露出させる開口部（５２）が形成されている請求項１ないし７のいずれか１つに
記載の可変焦点ミラー。
【請求項９】
　請求項１ないし８のいずれか１つに記載の可変焦点ミラーを備え、
　前記基部は、前記基部の表面に平行な軸周りに揺動可能とされている光走査装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明では、可変焦点ミラーであって、裏面
に開口する凹部（１４）が形成され、凹部が形成された部分の厚みが凹部の外側の厚みよ
りも小さくされた板状の基部（１）と、基部のうち凹部が形成された部分の表面側に形成
された第１圧電素子（２）と、第１圧電素子に対して基部とは反対側に形成された反射面
（４１）と、基部のうち凹部が形成された部分の表面側から凹部の外側の部分の表面側に
至るように、第１圧電素子と離された状態で形成された第２圧電素子（３）と、を備え、
第１圧電素子の膜応力および第２圧電素子の膜応力は、共に引張方向の膜応力とされてい
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るか、または、共に圧縮方向の膜応力とされており、第２圧電素子には、基部の表面を露
出させて、基部の表面のうち凹部の内側に対応する部分と凹部の外側に対応する部分とを
連結する切欠部（３５）が形成されており、切欠部に、第１圧電素子と外部の回路とを接
続する配線（６）が置かれている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図５】
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